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요약

본 발명은 유기전계 발광소자(OLED: organic light emitting device)에 관한 것으로, 특히 유기전계 발광소자의 유기

막 패턴을 형성하는 새도우 마스크와, 이를 이용한 유기전계 발광소자의 제조방법에 관한 것이다.

본 발명에 따른 새도우 마스크는 기판의 상부에 금속배선이 교차하여 정의되는, 다수의 영역에 박막 패턴을 형성하기

위한 목적을 가진 새도우 마스크로, 각각 투과영역과 차단영역으로 구성된다.

또한 투과영역 사이의 차단영역은 일 방향으로 돌출된 굴곡부를 가진다.

전술한 바와 같은 새도우 마스크를 이용하여, 대면적-유기전계 발광소자의 유기막을 열증착하는 공정을 진행하게 되

면, 유기막의 무게에 의해 마스크가 쳐지는 현상이 발생하지 않는다.

따라서, 유기막 패턴간의 거리가 일정하게 확보되어 신뢰성 있는 유기전계 발광소자를 제작할 수 있다.

대표도

도 5

색인어

저분자 유기전계 발광소자(OLED), 반원모양의 요철, 새도우마스크(shadow mask)

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 열증착용 새도우 마스크를 도시한 도면.

도 2는 일반적인 새도우 마스크를 이용하여 금속배선이 형성된 기판에 유기물질을 증착하는 과정을 도시한 도면.
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도 3은 금속배선이 형성된 기판의 상부에 자성체를 배치하고, 새도우 마스크를 통하여 기판에 유기물질을 증착하는 

과정을 도시한 도면.

도 4는 화소가 이격된 중간에 요철을 삽입한 열증착용 새도우 마스크를 도시한 도면.

도 5는 요철형상의 새도우 마스크를 이용하여 금속배선이 형성된 기판에 유기물질을 증착하는 과정을 도시한 도면.

도 6은 금속배선이 형성된 기판의 상부에 자성체를 배치하고, 새도우 마스크를 통하여 기판에 유기물질을 증착하는 

과정을 도시한 도면.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 유기전계 발광소자(OLED: organic light emitting device)에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 유기물질을 열

증착(thermal deposition)하기 위해 이용되는 새도우 마스크(shadow mask)와 이를 이용한 저분자 유기전계 발광소

자의 제조방법에 관한 것이다.

전술한 새도우 마스크는 일반적으로 기판에 박막을 증착하는데 있어서, 노광을 이용하지 않고 열증착하는 방식에 사

용되는 것으로, 본 발명에서는 특히 유기물질을 열증착하는 유기전계발광소자에 대하여 설명한다.

유기전계 발광은 양극 사이에 유기 전계 발광층을 형성하고, 양극에 전하를 주입하면 전자(electron)와 정공(hole)이 

결합하여 여기자(exciton)를 형성하고 형성된 여기자로부터 특정한 파장의 빛이 발생되는 것으로, 유기전계 발광 소

자는 저전압구동, 높은 발광 효율, 넓은 시야각, 그리고 빠른 응답속도 등의 장점을 가지고 있다.

유기전계 발광 소자로 사용되는 유기 재료는 종류에 따라 유기 단분자와 고분자로 유기 단분자를 사용하는 유기전계 

발광소자와 고분자를 사용하는 고분자전계 발광소자, 그리고 고분자/단분자를 동시에 사용하는 혼성 유기전계 발광

소자로 구분할 수 있다.

유기전계 발광소자 중에서 유기 단분자를 이용한 소자가 가장 먼저 연구되었 으며 현재 상용화된 유일한 구조이다. 

따라서 유기 단분자를 이용한 전기발광소자를 일반적으로 유기전계 발광소자라 칭한다. 풀칼라(full color) 유기전계

발광 디스플레이를 제작하기 위해서 유기 단분자는 저항 가열식 열증착(thermal evaporation)방법으로 새도우 마스

크(shadow mask)를 이용하여 단위화소를 패턴하며, 도 1에서 단위화소를 패턴하는 새도우 마스크의 평면도를 나타

내었다.

도 1에서 도시한 바와 같이, 새도우 마스크(10)는 차단영역(21)과, 기판(미도시)의 화소영역과 대응하는 투과영역(20

)으로 구성된다.

최근에는 유기전계 발광소자의 대면적화가 개발되고 있으나, 새도우 마스크가 대면적으로 갈수록 마스크의 중량에 

기인한 휘어짐 현상이 발생하여 마스크 중앙 쪽으로 갈수록 마스크와 하판과의 거리가 멀어져 패턴의 정확성을 확보

하기가 어렵다.

도 2는 일반적인 새도우 마스크를 이용하여, 금속배선이 형성된 기판에 저분자 유기물질을 증착하는 과정을 도시한 

도면이다.

도시한 바와 같이, 개략적으로 유기전계 발광소자는 서로 교차하여 화소영역을 정의하는 게이트배선(32) 및 데이터

배선(30)과, 게이트 배선(32)과 데이터 배선(30)의 교차지점에 위치한 박막트랜지스터로 구성된다.

상기 각 화소영역(36)에는 적색과 녹색과 청색을 각각 발광하는 특성을 가진 유기전계 발광소자를 형성하게 되는데, 

도시한 바와 같이 상기 어레이배선과 구동소자가 구성된 기판의 일면을 아래쪽으로 향하도록 하고 상기 기판의 하부

에 전술한 새도우 마스크(10)를 위치시킨다.
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이 상태에서 열증착(화살표 46 참조)을 통해 각 화소영역에 유기막 패턴을 형성하게 된다. 그러나, 대면적으로 갈수록

새도우 마스크가 커지게 되고 따라서 그 무게에 의해 중간부분이 쳐지는 현상이 발생한다.

이러한 문제를 해결하기 위해 종래에는 기판의 상부에 자성체를 배치하여 마스크의 쳐짐 현상을 개선하려는 방법이 

제안되었다.

이하, 도 3을 참조하여 설명한다.

도 3은 새도우 마스크의 재질이 금속이라는 것을 이용하여 기판(50)을 가운데 두고 각각의 맞은편에 새도우 마스크(

10)와 자석(52)을 배치한 도면으로, 자성의 끌어당김을 이용하여 쳐진 새도우 마스크의 쳐짐을 방지하고자 한 방법이

다. 그러나 이 경우, 마스크의 쳐지는 정도가 영역에 따라 다르고 자장의 세기가 커지면 마스크를 필요이상으로 잡아

당겨 기판(50)의 표면에 손상(damage)를 주는 문제가 발생한다.

전술한 바와 같이 새도우 마스크와 자석을 배치하는 방법은 유기전계 발광소자 뿐 아니라 모든 형태의 기판상에 박막

을 패턴하는 방법으로 응용할 수 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

이상에서 설명한 바와 같이, 유기전계 발광 소자의 대면적화를 이루기 위해서는 화소의 크기가 작아지고 화면이 넓어

져야 하는데, 여기에서 화소를 구성하는 유기물질을 패턴하기 위해서 사용하는 새도우 마스크의 쳐짐 현상을 개선해

야 한다.

본 발명의 목적은 유기전계 발광소자의 제조과정에서 처짐을 방지할 수 있는 새도우 마스크 및 이를 이용한 유기전계

발광소자의 제조방법을 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

상기의 목적을 달성하기 위해서 본 발명에 따른 유기전계 발광 디스플레이 소자용 새도우 마스크의 제 1 특징은, 기

판의 상부에 금속배선이 교차하여 정의되는, 다수의 영역에 박막 패턴을 형성하기 위한 새도우 마스크에 있어서, 상기

복수개의 화소영역에 각각 대응하는 복수개의 투과영역과; 상기 투과영역의 이격된 중간이 일방향의 굴곡진 형상으

로 구성된 차단영역을 포함하며, 상기 차단영역은 금속재질이다.

또한, 상기 굴곡부의 형상은 상기 각 화소영역의 사이에 단면적으로 반원모양 혹은 엠보싱 모양이다.

다음으로 제 2 특징은, 화소영역을 정의하는 어레이배선과 박막트랜지스터를 포함하는 기판을 준비하는 단계와; 기

판에 화소영역을 정의하는 어레이배선과 박막트랜지스터를 형성하는 단계와; 상기 기판 중 어레이배선과 박막트랜지

스터가 구성된 일면을 아래쪽으로 향하도록 하는 단계와; 상기 기판의 하부에 위치하고, 화소영역에 대응하는 부분에

투과영역이 위치하고, 화소영역 사이의 어레이배선에 굴곡진 형상의 차단영역이 대응하도록 새도우 마스크를 위치시

키는 단계와; 돌출부와 투과부를 가진 새도우마스크를 구비하여, 상기 기판의 하부에서 상기 돌출부를 상기 어레이배

선에 대응하도록 하고, 상기 투과부를 화소영역에 대응하도록 위치시키 는 단계와; 상기 새도우 마스크를 통해 상기 

기판의 화소영역에 유기물질을 증착하는 단계를 포함한다.

제 3 특징은, 화소영역을 정의하는 어레이배선과 박막트랜지스터를 포함하는 기판을 준비하는 단계와; 상기 기판중 

어레이배선과 구동소자가 구성된 일면을 아래쪽으로 향하도록 하는 단계와; 상기 기판의 하부에 위치하고, 화소영역

에 대응하는 부분에 투과영역이 위치하고, 화소영역 사이의 어레이배선에 굴곡진 형상의 차단영역이 대응하도록 새

도우 마스크를 위치시키는 단계와; 돌출부와 투과부를 가진 새도우 마스크를 구비하여, 상기 기판의 하부에서 상기 

돌출부를 상기 어레이배선에 대응하도록 하고, 상기 투과부를 화소영역에 대응하도록 위치시키는 단계와; 상기 기판

의 상부에 자성체를 위치시키는 단계와; 상기 새도우 마스크를 통해 상기 기판의 화소영역에 유기물질을 증착하는 단

계를 포함한다.

상기 발광물질은 저분자 유기물질을 포함하며, 상기 유기물질은 열증착을 통하여 형성하는 것을 포함한다.

이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.

--제 1 실시예--
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도 4는 본 발명에 따른 마스크를 도시하고 있으며, 도 5는 도 4의 마스크를 이용한 유기물질의 증착공정을 도시하고 

있다.

도 4에 도시한 바와 같이, 본 발명에 따른 새도우 마스크(100)는 투과영역(A)과 차단영역(B)으로 구성되며, 상기 투

과영역(A)사이의 차단영역(B)은 입체적으로 튀어나온 굴곡부(요철형상)를 가지고 있다.

이때, 투과영역(A)은 기판(미도시)의 화소영역에 대응하는 부분이며, 일방향으로 연장되고 돌출된 굴곡부(b)는 데이

터 라인에 대응하는 부분이다.

이렇게 형성된 요철 형상의 마스크는 도 5에 도시한 바와 같이, 데이터라인(92)과 게이트라인(미도시)이 교차된 영역

에 형성된 박막트랜지스터(미도시)와 화소영역(90)을 포함한 기판(94)의 하부에 위치하여 저분자 유기물질을 열증착

(화살표 96참조) 하는데 사용한다. 요철형상을 한 마스크(100)에 있어서 화소영역은 유기물질이 증착되는 일반적인 

마스크와 같지만 각각의 화소가 이격된 중간에 형성된 굴곡진 부분(b)은 데이터라인(92)과 접촉한다.

형성된 요철로 인하여 마스크(100)가 대면적화될 때 마스크의 중간 영역이 처지는 정도가 감소하며, 금속배선이 형성

된 영역만 접촉되기 때문에 화소와 마스크와의 물리적인 접촉을 피할 수 있다.

전술한 바와 같이 요철형의 새도우 마스크는 유기전계 발광소자 뿐 아니라 모든 형태의 기판상에 박막을 패턴하는 곳

에 응용할 수 있다.

--제 2 실시예--

전술한 바와 같이 요철형상을 가진 마스크를 이용하여 단분자 유기물질을 증착하여 화소영역을 구성하는데 있어서, 

대면적 마스크의 중간 처짐 현상을 줄이기 위한 좀 더 개선된 형태의 자성을 이용한 방법을 도 6을 통하여 설명하고자

한다.

도 6에 도시한 바와 같이, 기판(108)을 중심으로 요철형상의 마스크(100)와 자석(114)을 마주보도록 구성하여 요철

형상의 마스크(100)가 대면적화되었을 때 처지는 정도를 자성으로 조절하였다. 요철형상으로 도출된 굴곡부가 데이

터라인(112)과 접촉하고, 화소 영역(110)은 단분자 유기 물질을 열증착(화살표116참조)하여 형성한다. 마스크는 일

반적으로 양쪽 끝에서 고정을 하기 때문에 요철 형상을 가지고 있다고 하더라도 중간 부분은 중력에 의해 대면적일수

록 처질 수밖에 없다. 이러한 이유로 마스크를 구성하는 물질은 금속인 것을 이용하여 맞은편에 자성체를 두어 쳐지는

정도를 개선한다. 또한 필요 이상의 강한 자성이 인가되어 마스크를 필요이상으로 잡아당기는 경우에도 요철의 굴곡

진 영역만 기판과 접촉하기 때문에 화소영역에는 직접적인 피해를 줄일 수 있다.

전술한 바와 같이 요철형상의 새도우 마스크와 자석을 배치하는 방법은 유기전계 발광소자 뿐 아니라 모든 형태의 기

판상에 박막을 패턴하는 방법으로 응용할 수 있다.

발명의 효과

이와 같은 본 발명은 대면적화된 유기전계 발광 소자 제작시, 화소영역에 유기물질을 증착하는데 사용하는 새도우 마

스크에 요철형상의 굴곡을 주어 중력으로 인한 마스크 처짐을 개선하는데 효과가 있다.

이로 인하여 요철 형상을 가진 마스크는 지지강도가 향상되어 그동안 마스크 쳐짐으로 인한 화소영역의 불규칙한 정

렬로 인한 막품질 저하를 효과적으로 방지할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
기판의 상부에 금속배선이 교차하여 정의되는, 다수의 영역에 박막 패턴을 형성하기 위한 새도우 마스크에 있어서,

상기 복수개의 화소영역에 각각 대응하는 복수개의 투과영역과;

상기 투과영역의 이격된 중간이 일방향의 굴곡진 형상으로 구성된 차단영역

을 포함하는 새도우 마스크.
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청구항 2.
제 1 항에 있어서,

상기 차단영역은 금속재질인 새도우 마스크.

청구항 3.
제 1 항에 있어서,

상기 굴곡부의 형상은 상기 각 화소영역의 사이에 단면적으로 반원모양 혹은 엠보싱 모양인 새도우 마스크.

청구항 4.
화소영역을 정의하는 어레이배선과 박막트랜지스터를 포함하는 기판을 준비하는 단계와;

기판에 화소영역을 정의하는 어레이배선과 박막트랜지스터를 형성하는 단계와;

상기 기판 중 어레이배선과 박막트랜지스터가 구성된 일면을 아래쪽으로 향하도록 하는 단계와;

상기 기판의 하부에 위치하고, 화소영역에 대응하는 부분에 투과영역이 위치하고, 화소영역 사이의 어레이배선에 굴

곡진 형상의 차단영역이 대응하도록 새도우 마스크를 위치시키는 단계와;

돌출부와 투과부를 가진 새도우마스크를 구비하여, 상기 기판의 하부에서 상기 돌출부를 상기 어레이배선에 대응하

도록 하고, 상기 투과부를 화소영역에 대응하도록 위치시키는 단계와;

상기 새도우 마스크를 통해 상기 기판의 화소영역에 유기물질을 증착하는 단계

를 포함하는 유기전계 발광소자의 제조방법.

청구항 5.
화소영역을 정의하는 어레이배선과 박막트랜지스터를 포함하는 기판을 준비하는 단계와;

상기 기판중 어레이배선과 구동소자가 구성된 일면을 아래쪽으로 향하도록 하는 단계와;

상기 기판의 하부에 위치하고, 화소영역에 대응하는 부분에 투과영역이 위치 하고, 화소영역 사이의 어레이배선에 굴

곡진 형상의 차단영역이 대응하도록 새도우 마스크를 위치시키는 단계와;

돌출부와 투과부를 가진 새도우 마스크를 구비하여, 상기 기판의 하부에서 상기 돌출부를 상기 어레이배선에 대응하

도록 하고, 상기 투과부를 화소영역에 대응하도록 위치시키는 단계와;

상기 기판의 상부에 자성체를 위치시키는 단계와;

상기 새도우 마스크를 통해 상기 기판의 화소영역에 유기물질을 증착하는 단계

를 포함하는 유기전계 발광소자의 제조방법.

청구항 6.
제 4 및 제 5 항에 있어서,

상기 발광물질은 저분자 유기물질을 포함하는 유기전계 발광소자의 제조방법.

청구항 7.
제 4 및 제 5 항에 있어서,

상기 유기물질은 열증착을 통하여 형성하는 것을 포함하는 유기전계 발광소자의 제조방법.

도면
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摘要(译)

本发明是一种有机EL器件：制造方法（OLED的有机发光器件），使用
的荫罩，由此，更具体地，为了形成根据有机电致发光元件的有机层图
案的有机电致发光器件。 根据本发明的荫罩是由与形成于多个区域中，
由金属线在所述基板中，每个传输区和阻挡区的顶部交叉所限定的薄膜
图案的目的的荫罩。 透射区域之间的阻挡区域具有沿一个方向突出的弯
曲部分。 当进行使用如上所述的阴影掩模热沉积大面积有机电致发光器
件的有机膜的工艺时，不会发生由有机膜的重量掩蔽的现象。 因此，有
机膜图案之间的距离可以保持恒定，并且可以制造可靠的有机电致发光
器件。 五 指数方面 低分子有机电致发光器件（OLED），半圆形不规
则，阴影掩模，
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